
概要　Overview

角管用 RF コンタクト付きベローズ
Bellows chamber for the XFEL accelerator

RF コンタクト部

理化学研究所と高輝度光科学研究センターが開発した、
XFEL (X 線自由電子レーザ ) 装置の加速器部用ベローズ
チャンバーで真空機器を接続するためのコンポーネントです。 

This component which connects between vacuum equipments 
is Bellows chamber for accelerator in XFEL (X-Ray free-Electron 
Laser) facility that RIKEN and JASRI developed.

特長　Features

インピーダンスの悪化や高周波の防止用に
RFコンタクトを内蔵

接続フランジ　: CF152 (SUS316L)

ベローズ   　      : φ79×φ109 (SUS316L)

RF コンタクト  : C1720 - 1/4H

試験検査　　    : ※到達真空度 : <10-7Pa
※Heリーク量 : <1.3×10-11Pa・m3/s

Built in RF contact for preventing from deterioration 
of the impedance and high frequency.

Flange               : CF1152 (SUS316L)

Bellows             : φ79×φ109 (SUS316L) 

RF contact      : C1720 - 1/4H

Examination : ※Vacuum reached : Max 10-7Pa
※He leak rate : Max 1.3 × 10-11 Pa・m3/s
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お問い合わせフォームへ

https://www.ikc.co.jp
sales@ikc.co.jp

外観図　Schematic diagram
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